SENSOFAR

METROLOGY

Entwickelt fur Geschwindigkeit
Die Losung fur QA/QC und F&E  3popticaiprofer



Finfach stark

Bei Leistung, Funktionalitat,
Effizienz und Design, Ubertrifft

das neue S neox alle bisherigen
optischen 3D-Profiler. Damit bietet
Sensofar ein branchenfuhrendes
Oberflachenmesssystem.

Benutzerfreundlich

Sensofar arbeitet bestandig daran,
unseren Kunden ein bestmdgliches
Benutzererlebnis zu bieten. Das S
neox System der fiinften Generation
wurde entwickelt mit dem Ziel, mehr
Benutzerfreundlichkeit, intuitivere
Handhabung und ein héheres
Arbeitstempo zu erlauben. Selbst der
Erstnutzer bedient das System mit einem
Klick. Verschiedene Softwaremodule
ermdglichen es, das System an die
Benutzeranforderungen anzupassen.

Schneller als je zuvor

Alles geht schneller, dank neuer,
intelligenter Algorithmen und einer
neuen Kamera. Die Datenerfassung
erfolgt mit 180 fps. Die Standard-
Messwerterfassung ist 5 mal schneller als
bisher. Damit ist das S neox das schnellste
Oberflachenmesssystem auf dem Markt.
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Fortschrittliche Fertigungstechniken
Luft- und Raumfahrtindustrie &
Automobilindustrie
Archdologie & Paldaontologie
Unterhaltungselektronik
Verteidigung & Sicherheit
Medizintechnik

Optik

Werkzeugbau
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QC-Messaufgaben werden durch neue automatische
Module unterstitzt. Sie dienen zur Steuerung

der Zugriffsrechte, erlauben das Erstellen von
Messrezepten, gewahrleisten die Kompatibilitat mit
Barcode/QR-Lesegedten und bieten die passenden
Plug-Ins zur Erstellung von Pass/Fail-Berichten unter
Einsatz unserer eigenentwickelten SensoPRO Software.
Unsere optimierten Losungen lassen sich dank ihrer
Flexibilitdt und benutzerfreundlichen Oberflache in
QC-Umgebungen einsetzen und so programmieren,
dass rund um die Uhr gearbeitet werden kann.

Die ISO 25178: Geometrische bezieht. Sie ist die erste internationale

Produktspezifikationen (GPS) Norm, die die Spezifikation und C h dard kte risierun g d er

- Oberflachentextur: ist eine Messung der 3D-Oberflachentextur A

Sammlung internationaler Normen berlcksichtigt und insbesondere OberﬂaChenteXtur

der Internationalen Organisation fiir 3D-Oberfldchentexturparameter

Normung (ISO), die sich auf die Analyse  und die zugehdrigen SENSOFAR

der flachigen 3D-Oberflachentextur Spezifikationsoperatoren definiert.
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SySte I I I Forschung & Entwicklung

Dank der 4-in-1 Technologie von Sensofar, geniigt
ein eiziger Klick in SensoSCAN um die am besten
geeignete Technik fir die jeweilige Aufgabe
auszuwdhlen. Der Sensorkopf verfiigt Giber die
Betriebsarten - Konfokal, Interferometrie, Ai-
Fokusvariation und Dinnschichtmessung - ein
entscheidender Beitrag zur Vielseitigkeit des
Systems, der unerwiinschte Kompromisse bei der
Datenerfassung minimiert. Der S neox eignet sich fir
alle Laborumgebungen ohne Einschrankungen.

Die Berechnung der Oberflachenparameter
erfolgt gemaf 1SO 25178 und I1SO 4287.
Hohen-, Raum-, Hybrid,- Funktional- und
volumetrische Parameter kdnnen ermittelt
werden.

/IR

ISO
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Seit 2009 ist

Sensofar Mitglied im

Technischen Komitee
der Internationalen

o s Organisation fiir

Normung (ISO/TC213

WG16)
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Gefuhrtes

SensoSCAN [

Die SensoSCAN-Software ermdglicht die Steuerung
der Systeme Uber eine intuitive, Gbersichtliche

Bedienoberflache. Der

Benutzer wird durch die

3D-Umgebung gefiihrt und findet so eine optimale

Arbeitsumgebung vor.

. ©
Navigation auf der Auto
Probenoberflache 3D-Funktion

Ein Ubersichtswerkzeug hilft dem

Benutzer, die Probe wahrend
der Messvorbereitung zu priife
die Messpositionen vor der
Erfassung einzusehen und den
Automatisierungsvorgang zu
unterstltzen. Das Arbeiten mit
hoher VergroBerung wird dank
sicherer Positionsbestimmung
einfacher.
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Bei Auswahl der 3D-Auto-
Funktion ermittelt die

n, SensoSCAN Software

vor der Ausfiihrung

des ausgewahlten
Messverfahrens automatisch
die korrekte Beleuchtung und
den geeigneten Messbereich.
Das Ergebnis sind qualitativ
hochwertige Erfassungen
innerhalb weniger Sekunden.
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Analyse &
Berichterstellung

Durch Erstellung von
Analysevorlagen, kdnnen
vordefinierte Filter- und
Bedienerkonfigurationen auf
wiederholte Messungen angewendet
werden. Damit lassen sich klare

und gut strukturierte Berichte fiir

die einzelnen Messungen erstellen,
welche die 3D-Daten, ein 2D-Profil
und sémtlichen ISO-Parameter
enthalten.




Sensofar konzentriert sich darauf, Kunden ein
benutzerfreundliches Softwareerlebnis zu bieten. Die

neu gestaltete Benutzeroberflache und verbesserte
Algorithmen fiir das erweiterte Messmodul geben
dem Anwender nun die Vielseitigkeit, die fir jede
Oberflache erforderlich ist, von ultraglatten bis hin zu
rauen Oberflachen. Diese Anderungen verbessern die

Ergebnisse flir Hohenkarten- und Stapelbilder erheblich.

Mit dem Messmodul fiir grol3e Bildfelder
von SensoSCAN kann der Benutzer das
Messlayout auf der Oberflache anhand des
Ubersichtsbildes leicht definieren.

grolse Bildfelder

Der Bereich lasst sich automatisch auf
rechteckige, kreisformige oder Bereiche
von besonderem Interesse zuschneiden.
Grol3e Messfelder mit bis zu 500 Mio. Pixel
sind moglich. Es stehen verschiedene
Scanstrategien zur Verfligung, wie
Autofokus je Bildfeld oder Fokusverfolgung
zur Minimierung des vertikalen
Scanbereichs.

Vielfaltige und
leistungsstarke
Aufnahmeparameter

Zahlreiche Erfassungsparameter kdnnen
optimal an die beabsichtigte Messung
angepasst werden. So helfen beispielsweise

verschiedene Autofokus-Einstellungen,

die Erfassungszeit zu reduzieren, die
HDR-Funktion trdgt zur Verbesserung der
Beleuchtung komplexer 3D-Strukturen bei und
wahlbare Z-Scan-Optionen bieten auch die
Maglichkeit, die Erfassung flr unterschiedliche
3D-Oberflachen zu optimieren.



Automatisiertes

Prozedurmodul

Das Modul fiir automatisierte Prozeduren ist ein

leicht anpassbares Werkzeug zur Erstellung von
Qualitatskontrollverfahren. Das Erstellen und Ausftihren der
Mehrfachmessrezepte erfolgt mit unserem Rezeptwerkzeug,
so dass dann verschiedene Messungen an vordefinierten
Positionen durchgefiihrt werden. Das Modul in

Kombination mit Werkzeugen, wie Benutzer-Management,
Probenidentifikation, Datenexport und Toleranzvergleich
mit “pass or fail” Kriterien, bietet alles was fiir die QC-Priifung
erforderlich ist.

Das S neox flhrt eine neue Funktionalitat

ein, die es ermdglicht, ein definiertes

Mehrfachmessrezept in ein Array von Proben

zu replizieren. Die mehrfachen Messungen

werden daher bei jeder Probe relativ zum »
Referenzpunkt jeder Probe wiederholt. Dies
vereinfacht die Programmierung dieser '
Rezepte, da das Rezept nur einmal definiert

wird, und verbessert die Zuverlassigkeit. Dies

wird langjahrige Anforderungen von Kunden

|6sen, die in QC 24/7 arbeiten.

Movement settings

[ Retract to Absclute Z position
M use o i

Repeatability
Time between measurements 1s

O Dynamic test

Time delay

Time delay before 1st measurement 0.00 min

Results

Root folder c:\tmp




Systemvali-
dierungspaket

Jedes S neox wird hergestellt, um genaue und
riickverfolgbare Messungen zu liefern. Die Systeme
werden mit riickverfolgbaren Standards nach 1SO
25178 Standardteil 700 und Teil 600 kalibriert flr:
Z-Verstarkungsfaktor, XY-Seitenabmessungen,
Ebenheitsabweichung, Systemrauschen sowie
Parzentrizitat und Parfokalitat. Jedes Messinstrument
muss dies erfiillen, bevor ein Ergebnis erzielt wird.
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AUtomatISChe KALIBRATION ANPASSUNG UBERPRUFUNG LEISTUNGSSPEZIFIKATION

Referenzerkennung o Dy ) G, ) s,
Eigenschaften Kalibrierung und

Das S neox beinhaltet nun die - e

automatische Erkennung von

Referenzpositionen, basierend auf Sensofar-Systeme entsprechen der Norm I1SO

Musterabgleichsalgorithmen, die 25178 und sind somit ein wirklich zuverlassiges

einen vollautomatischen Betrieb ohne
menschliche Interaktion ermaglichen.
Was friiher schwierig und ungenau

Instrument zur Oberflachencharakterisierung.

war, wird jetzt einfach, wiederholbar Jedes S neox wird kalibriert, um die messtechnischen
und genau. Die Kombination aus Eigenschaften anhand eines riickverfolgbaren

dieser Referenzerkennung mit unseren Kalibrierstandards zu beurteilen. Das S neox wird
automatisierten Routinen ist ein Schritt in eingestellt, um systematische Fehler zu korrigieren
Richtung Industrie 4.0. und auf den kalibrierten Wert zu Gberprifen.

SchlieBlich werden die Leistungsspezifikationen
Uberprift, und die Gerdteeigenschaften, wie
Genauigkeit und Wiederholbarkeit, werden mit dem

System bereitgestellt.
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SensoVIEW

Leistungsstarke
Analysesoftware

SensoVIEW ist eine
ideale Software fiir ein
breites Spektrum an
Analyseaufgaben. Es
umfasst eine umfassende
Palette von Werkzeugen
fiir die Voruntersuchung
und Analyse von 3D-
oder 2D-Messungen.
SensoVIEW ermdglicht
die Rauheits- oder
Volumenberechnungen
und Messung kritischer
Dimensionen (Winkel,
Entfernungen,
Durchmesser) mit einer
Reihe von verschiedenen
Analysewerkzeugen.

Die bestmogliche Vi-
sualisierung lhrer Topo-
graphien

Die Bildsteuerungsoptionen werden standig
weiterentwickelt, um alle Probentypen und
Kundenanforderungen bestmaéglich abdecken
zu kénnen. Eine vollstandige Palette von
Bildverarbeitungseinstellungen sind in jeder der
Rendering-Visualisierungsoptionen enthalten
und zusammen mit Skalierungsoptionen fiir eine
bessere Anpassung dargestellt.

Finfintelligente
Visualisierungsmodi
(Falschfarbenbild,
Stapel, Stapel &
Falschfarbenbild,
Farbbild oder
Richtungshelligkeit) sind
im Hauptbildschirm
immer in Reichweite.
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Intelligentes Berechnungs-
tool fUr Schlisselparameter

SensoVIEW bietet eine spezielle schrittweise Anleitung,
um Oberflachentexturparameter nach 1SO 4287 und
25178 mit nur einem Klick zu erhalten.

Rauheitsmodul fiir ISO 25178

Entwickelt fir Benutzer ohne umfassende Kenntnisse
der ISO-Filter, die diese Informationen jetzt
extrahieren kénnen, indem Sie einfach die Art der zu
analysierenden Oberflache auswahlen. Der Bediener
filtert die Oberfldche nach ISO 25178 und erhdlt die
gewdinschten Oberfldchentexturparameter.

Rauheitsmodul fiir ISO 4287

Es filtert automatisch das Primarprofil nach ISO
4287 und ISO 4288 und gibt die Rauheitsparameter
(Rx) und Waviness (Wx) aus. Die Berechnung der
Parameter besteht aus einer Reihe vordefinierter
Operatoren, Filtern (F-Operator, S-Filter und L-Filter)
und zusatzlicher Einstellungen.

Einfach und doch
leistungsstark, fur
Sie entwickelt

Diese dynamische Software, die mit

dem System zur Verfiigung gestellt

wird, bietet einen kompletten Satz von
benutzerfreundlichen Werkzeugen zur
Anzeige und Analyse von Messungen.
Der Benutzer wird geschult und durch die
3D-Umgebung gefihrt, wodurch sich eine
einzigartige Benutzererfahrung bietet:
Zugriff auf Operatoren mit nur einem
Klick; Icons mit pragnantem Design; ein
besseres Verstandnis der Funktion; und
gleichzeitige 3D-, 2D- und Profilansichten
sind nur einige der wichtigsten
Funktionen der SensoVIEW-Software.

X

P x

Wabhlen Sie Ihre eigene Ansicht
Interaktive 3D- und 2D-Ansichten bieten
verschiedene Skalierungs-, Anzeige- und
Renderoptionen.

Verarbeiten Sie lhre Daten
Nutzen Sie einen umfassenden Satz von
Operatoren, um die Dateninformationen
zu verarbeiten oder alternative Layer zu
generieren.

Ip
Interaktive Analysetools
Ein breites Spektrum an

Analysewerkzeugen zur Voruntersuchung
und Analyse von 3D- oder 2D-Messungen.

8

Visualisieren Sie lhre Ergebnisse
Erstellen Sie sich einen anpassbaren
Bericht oder exportieren Sie die
3D-Messdaten in verschiedenen Formaten.



efUhrte Analyse der

......... | 3 i

f'\"; Qﬁ d Mk . Ra Sa L “’
Form ISO ISO

removal Restore Retouch Threshold 4287 25178 IS0 Volume

= | (2| [ 2 | B N R

Kernel FFT Smart Rescale Crop Profile

Sequenzielle Operatoren

Eine intelligente Suite von Operatoren, die auf 3D/2D-Messungen und -Profile
angewendet werden kann, bietet die Moglichkeit, Formen zu entfernen, einen
Schwellenwert anzuwenden, Datenpunkte zu retuschieren, nicht gemessene Daten
wiederherzustellen und eine Reihe von Filtern anzuwenden und/oder alternative
Layer durch Zuschneiden, Subtrahieren oder Extraktion eines Profils zu generieren.

<)
*
* Wiederherstellung y  Skalierung
Der Wiederherstellungsoperator wird verwendet, — Dadurch werden ein
um nicht gemessene Datenpunkte mit Z-Werten zu benutzerdefinierter vertikaler
flllen (ersetzen). Dies geschieht entweder durch die Faktor und ein vertikaler
Verwendung benachbarter ‘guter” Daten, um einen Versatz auf die Daten
Ersatzwert zu interpolieren, oder indem einfach alle angewendet. Es ist ein
nicht gemessenen Punkte durch einen festen Wert idealer Operator, um eine
ersetzt werden. Der Benutzer kann wahlen, ob er den invertierte 3D Darstellung
gesamten Bereich wiederherstellt oder nur Zonen mit lhrer Probe zu erstellen, um
weniger als einer bestimmten Anzahl von Punkten fUllt. Repliken zu messen.
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Messdaten

L. Zuschneiden

Neue Messbereiche kdnnen aus
einer urspringlichen Messung

oder aus einer “bearbeiteten” TR |

Messung extrahiert werden, um ||||.||

den relevanten Bereich Ihrer Probe DT

auszuwahlen. Schwellwert

~ ‘

Formabzug

Der Formentfernungsoperator
wird fiir Proben verwendet,
die aufgrund einer Neigung
(lineare Form), einer

inharenten kugelférmigen oder

zylindrischen Komponente
oder einem unerwiinschten
polynomiaden Struktur

abgeflacht werden mssen.

Einfaches Filtern der Daten
durch Anpassen von
Schiebereglern in einem
Histogramm. Z-Werte
auferhalb der Grenzwerte

des Schiebereglers werden als
nicht gemessene Datenpunkte
dargestellt.

Sich wiederholende
Aufgaben effizient
erledigen

Wenn eine Prozessdatenanalyse definiert
ist, ist es moglich, Analysevorlagen zu
erstellen, um diese vordefinierten Filter
und Operatorkonfigurationen auf sich

ROl
A407.99x1312.27um |

s x os

wiederholende Messungen anzuwenden.



Messung kritischer Abm

Immer mit der Prioritat, Vorgange und Verfahren
fur den Benutzer zu erleichtern, wurden Hilfstools
zur Messung kritischer Dimensionen entwickelt.
Mit SensoVIEW konnen kritische Abmessungen
wie Winkel, Abstande, Durchmesser einfach
gemessen und Features mit einem Messwerkzeug
hervorgehoben werden.

Line to Point

vertical Line to Line
H annnunnn
u
: i
Point to Point Line to Point
horitzontal parallel
_.Z" @ @ Ayo ﬁ Verschiedene
X iJ N Messwerkzeuge
Line to Point
Point Point to Point perpendicular Radius Diameter Angle Single step E|ne komplette Auswahl
21 1936um an Werkzeugen steht zur
— > ‘\ : 7 Verfiigung, um die wichtigsten
NN NN\ =\ Gamsae e geometrischen Dimensionen
- / . ¥ zu messen (Radius, Winkel,
h o }7 \ Durchmesser, Stufenhohen
6 5 1936pm e \ und senkrechte und parallele
z @ e P s T 7 =N Abstande). Als Resultat erhalten
Sie einen numerischen Wert
fir die gemessene Dimension
zurlick.
Volumenmessung

Die Volumenberechnung ermaglicht
es dem Benutzer, das Volumen einer
3D-Topographieregion zu erfassen.

Es gibt zwei mogliche Modi: Durch
Schwellwertsetzung (Definition

der minimalen und maximalen
/-Grenzwerte) oder durch Nivellierung
(Definieren einer kreisférmigen,
polygonalen oder rechteckigen ROI).

14



S =
essungen TUr alle Achsen

1[1]4.9180 cm

Die Hilfswerkzeuge sind eine schnelle und praktische Moglichkeit,
die grundlegendsten und primaren Formen (Punkte, Linien und
Kreise) in ausgewdhlten Rendering-Ansichten zu zeichnen, um
spater die entsprechenden Bemallungen hinzuzuftgen. Es ist
eine optionale Hilfe beim Setzen der Messwerkzeuge.
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P M M M BN R IR MO 2 7' Two points 3.8197 cm

3 T Parallel 2.2820 cm

SensoMAP 4

SensoMAP, basierend auf der
Mountains-Technologie von Digital
Surf, ist eine extrem leistungsfahige
Software firr Analysen und Berichte.
Die SensoMAP-Software ist komplett

modular an die Kundenanforderungen
anpassbar. Zwei Softwarepakete

Anpassbare Berichte (Standard und Premium) und mehrere

Module (2D-, 3D- oder 4D-Module,
Mit der Moglichkeit, aus verschiedenen Advanced Contour, Grains & Particles,
Berichtsvorlagen zu wdhlen, kann der Benutzer Statistics und Stitching) stehen zur
jeden Abschnitt so konfigurieren, dass er so weit Verfligung.

wie moglich seinen Anforderungen entspricht. Eine
flexible Moglichkeit, klare und gut strukturierte
Berichte flr jede Messung zu erhalten, die unter
anderem die Erfassungsinformationen, 3D-Daten,
ein 2D-Profil und alle ISO-Parameter zeigt.
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SensoPRO 24/7
Schnelle Qualitatskontrolle

T Tre—

Ooooo

Noch nie war es so einfach, eine schnelle
Qualitatskontrolle in einer Produktionslinie
durchzufiihren. Dank SensoPRO muss der Bediener
in der Produktionslinie nur die Probe laden
und den Anweisungen folgen. Plug-in-basierte
Datenanalysealgorithmen bieten ein hohes Mal3 an
Flexibilitat.

X5

4 @ @ @ @§ @8 @@ @8 @§ @§ @ € €§ § ¢§ @ ¢ @ @ @ ag o faster

Latest version

Extrem schnell

Previous version

Da nun mehrere Kerne vollstandig genutzt werden
kénnen, kann eine gréBere Anzahl von Aktionen
parallel implementiert werden, was zu einer héheren
Gesamtsystemleistung fiihrt. Einfache Handhabung
grolBerer Dateien und/oder gréBerer Datensatze.



Wie funktioniert es?

Diese 64-Bit-Datenanalysel6sung bietet eine
Umgebung fiir QS-Ingenieure und -Techniker,

um Produktionsparameter schnell und einfach

zu analysieren. SensoPRO kann mit der
Erfassungssoftware (SensoSCAN) verknUpft werden, so
dass Messdaten automatisch an SensoPRO Ubertragen
und analysiert werden kdnnen. Nach der Konfiguration
reicht ein einziger Klick, damit die Messdaten erfasst
und analysiert werden.

‘OOOOOOOOOOO)

Ergebnisse

Sobald die Analyse abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse

und die Standardabweichungen fiir jeden Parameter in einer
Tabelle angezeigt. Wenn Toleranzen vorgegeben wurden, werden [r—
diese in der Zusammenfassung hervorgehoben. Zusatzlich ist die @
Datenvisualisierung auch diskretisiert, sie wird auf die physikalischen

Aspekte fir das Merkmal durch die Analyse angepasst reduziert.
Wenn mehrere Strukturen erkannt werden, werden sie nummeriert
und kénnen ausgewahlt werden, um die einzelnen Parameter prm—
anzuzeigen.

(0

Es werden mehrere Optionen zum Verwalten der
Ausgabedateien nach einer erfolgreichen Analyse
bereitgestellt, um einen vollstandigen Bericht mit Pass-
oder Fail-Ergebnissen zu erhalten.




| eitfaden fur den
QC-Verantwortlichen

Eine revolutiondre Innovation fir

3D optische Messsysteme, die ihre
Benutzerfreundlichkeit erheblich
verbessert und die Aufgabe vereinfacht,
Toleranzen bei der Erstellung eines
Rezepts festzulegen. Zusatzlich wird die
|dentifikation der ausschlaggebenden
Schllsselparameter zur Steuerung der
Produktionslinie durch den Vergleich
mehrerer Datensatze erleichtert. Speziell
flr nicht-fachkundige Anwender
konzipiert, die eine rlickverfolgbare
Produktionskontrolle bendtigen.

=2
. m —-datalogation “C:\tmp\Data\" m . m
- Steuerung tiber Befehlszeilen moglich

Dieses Tool bietet eine Losung, um proprietare Anwendungen

zu erstellen, die SensoPRO verwalten kdnnen, um die mit
Sensofar-Systemen erfassten Messdaten zu analysieren. Durch
die Kombination dieser Lésung mit dem SensoSCAN SDK kénnen
wir QC-Prozesse beschleunigen, indem wir parallel (auf einem
AUTOMATION separaten Computer) analysieren und gleichzeitig neue Messungen

Software durchfiihren. Die Befehlszeile ist eine einfache Moglichkeit die
SensoPRO-Analysesoftware von einer anderen Software aus

aufzurufen.




Standard-Plugins

SensoPRO
Plugins

Der Ansatz der Plugin-basierten
Datenanalyse bietet ein hohes Maf3
an Flexibilitat und Spezifitét, indem
passende Algorithmen verwendet
werden, die auf die genauen
Anwendungsanforderungen
optimiert sind.

| Surface Texture | Surface Texture Profile

|.Step Hlei.ght

| Step Height 1SO

Optionale Plugins

| Aspheric

n .

Verarbeitungseinstellungen

Diese bestehen aus
Schwellenwerteinstellungen,
Filtern, Operatoren, Einstellungen
zu Bildausschnitten usw., die vor
der Analyse auf die gemessenen
Daten angewendet werden
kénnen. Jedes Plugin verfligt
Uber eine eigene Suite von
Verarbeitungseinstellungen.

| Double SH

| Laser Groove

| FTrace | Laser Cut

Parameter &

9
@ Toleranzen

Satz von Fitting-Parametern

und Auswahl von Toleranzen fir
weitere Analysen. Optimiert die
Ergebnisse, z.B. nach bekannten
Ergebnissen, Skalierung,
(Herstellungs-)Bedingungen und
Toleranzen.

-

| Laser Hole

| Piller

=
z
I3

Farameter Average 5t. Dev.

11 182,965 1.26832 ™

Wi 186.62 8.666153 ™ | Solder Mask
1 16. 3885 8.195587 (]

22 15,8412 8.2756 (]

0o 9.23%902 8.539519 (1]

202 9.78429 0.621179  pm

L2 192.425 2.86669 -

w2 186.62 1.05328 m

sL 455.8 1.94215 ™

sH 189.2 1.05328 ™

D 89.655 1.57992 ™

b1 1.29 1.15381 e

[ 1.29 2.15858 ™ ]

03 8.86 1.33231 ™

D4 1.72 1.33231 pm | Trench I Wafer Pad

Kundenspezifische Plugins

Sensofar entwickelt Plugins und
passt bestehende an, so dass diese
fur Ihre spezifische Anwendung
passend sind.




Warum 4-in-1-le

Ai Focus Variation

Active illumination Focus Variation

ist eine optische Technologie, die

zur Messung der Form grof3er rauer
Oberflachen entwickelt wurde.

Diese Technologie basiert auf der
umfassenden Expertise von Sensofar
auf dem Gebiet kombinierter konfokaler
und interferometrischer 3D-Messungen
und wurde speziell entwickelt, um
konfokale Messungen bei geringer
VergréBerung zu erganzen. Es wurde
durch den Einsatz aktiver Beleuchtung
verbessert, um auch auf optisch glatten
Oberflachen eine zuverldssigere
Fokusposition zu erhalten. Zu den
Highlights der Technologie gehdren

die Messung steiler Flanken (bis 86°),
hochste Geschwindigkeit (bis zu
3mm/s) und die Messbarkeit grol3er
vertikaler Bereiche.

SRt D
€y & > o)
- ' 4 ",-

. P

J kw N 4

g .
¥

"
U Iﬁ‘ii%ﬂ{f:ﬁ‘

Keine beweglichen Bauteile e

Die in Sensofars Systemen implementierte konfokale Scantechnik .
basiert auf einem Microdisplay Scan Confocal Microscope (ISO

25178-607). Das Mikrodisplay erlaubt ein schnell schaltendes

Systemdesign ohne bewegliche Bauteile im Strahlengang, wodurch die
Datenerfassung schnell, zuverlassig und prazise ist. Aufgrund dieser und

der damit verbundenen Algorithmen liefert Sensofars konfokale Technik ~ —
eine klassenflihrende vertikale Auflésung, besser als andere konfokale
Ansdtze und sogar besser als laserscannende konfokale Systeme.
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Konfokal

Konfokale Messsysteme wurden
entwickelt, um die Oberflaichenhohe
von glatten bis sehr rauen
Oberflachen zu messen. Die
konfokale Mikroskopie bietet die
hochste laterale Auflosung, bis zu
0,15 um Line & Space, wobei der
Datenpunktabstand auf 0,01 pm
reduziert werden kann, was sich
ideal fir Messungen kritischer
Dimensionen eignet. Zur Messung
von glatten Oberflichen mit steilen
lokalen Flanken tber 70° (fir

raue Oberflachen bis 86°) stehen
Objektive mit hoher NA (0,95)

und hoher Vergré3erung (150X)

zur Verfugung. Die proprietdren
konfokalen Algorithmen bieten
vertikale Wiederholbarkeit auf der
Nanometerskala.

Resolution

Interferometrie

PSI Phase shift Interferometrie
wurde entwickelt, um die
Oberflachenhdhe von sehr glatten
und kontinuierlichen Oberflachen

mit Sub-Angstrom-Auflésung fir

alle numerischen Aperturen (NA) zu
messen. Sehr geringe VergroRerungen
(2,5X) konnen verwendet werden,

um grol3e Sichtfelder mit der gleichen
Hohenaufldsung zu messen.

CSl pie Kohdrenz-Scanning-
Interferometrie verwendet weilles
Licht, um die Oberflaichenhohe von
glatten bis mafig rauen Oberflichen
zu scannen und eine Auflésung von
1 nm bei jeder Vergro3erung zu
erzielen.

Sensofar’s confocal system
Laser and disc scanning MIcroSCOPE e

5X

I I I I I
10X 20X 50X 100X 150X  Magnification



chnologien?

Diinnschicht

Die Diinnschichtmesstechnik misst die

Dicke optisch transparenter Schichten schnell,
prazise, zerstorungsfrei und erfordert keine
Probenvorbereitung. Das System erfasst das
Reflexionsspektrum der Probe im sichtbaren Bereich
und dieses wird mit einem simulierten Spektrum
verglichen, das von der Software berechnet wird.
Die Simulation wird solange durchgefiihrt bis das
am besten passende Spektrum gefunden wurde.
Transparente Folien von 50 nm bis 1,5 um kénnen
in weniger als einer Sekunde gemessen werden.
Der Messpunktdurchmesser ist abhangig von der
ObjektivvergroRerung, dieser kann von 0,5 um bis zu
40 um variieren.

Ai FOCUS
VARIATION KONFOKAL INTERFEROMETRIE
Rauhe Proben *]

Glatte Proben ST —
e ey ; e
Strukturen im Nanometerbereich
Hohe lokale Steigungen

Schichtdicken



Figenschatten, die den Unters

Ein revolutiondrer Schritt in der konfokalen
Messtechnik, der die Messzeit um den Faktor 3
reduziert. Der kontinuierliche konfokale Modus
vermeidet die diskrete (und zeitaufwandige)
Ebene-flir-Ebene-Erfassung des klassischen
Konfokalansatzes durch gleichzeitiges Verfahren der
Z-Achse und der Datenpunkterfassung innerhalb
einer Z-Ebene. Unverzichtbar fir die Reduzierung
der Aufnahmezeiten fiir Scans groRer Flachen und
grolSer Z-Bereiche.

High Dynamic Range mildert
Reflexions- und Aussetzerpunkte
auf stark reflektierenden
Oberflachen.

Das S neox verwendet einen
Erkennungsalgorithmus (SND), um die
Pixel zu erkennen, in denen die Daten
nicht zuverldssig sind. Im Vergleich

zu anderen Techniken, die raumliche
Mittelung verwenden, fiihrt S neox diesen
Prozess Pixel fur Pixel durch, ohne die
laterale Auflésung zu beeintrachtigen.
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chied machen

SOURCE

Verbesserung der
Leistung mittels LED

Die Vorteile der Verwendung

einer LED gegentiiber einem Laser
sind vielfdltig. LEDs vermeiden
nterferenzmuster und Streuung
elche typisch fur Laserlichtquellen
d. LEDs beleuchten einen Bereich

LIGHT
SOURCE

atzte Lebensdauer einer
LED betragt etwa 50.000 h (25-mal "-\
besser als ein Laser). SchlieRlich \
bieten sie eine grofe Vielseitigkeit, so "\.\
dass je nach Probenanforderungen

unterschiedliche Wellenldngen OBJECTIVE "
verwendet werden konnen. N

Multispektrale
Wellenlangen-LEDs

Um fir jede Anwendung eine passende Lichtquelle
auswahlen zu kdnnen, verfiigt das S neox iber

vier LED-Lichtquellen in seinem optischen Kern: 560
rot (630 nm), grin (530 nm), blau (460 nm) und
weil3, Kiirzere Wellenlange wird fir Anwendungen
verwendet, bei denen die hochste laterale Auflésung 400 [
erforderlich ist. Langere Wellenldngen besitzen / \

Blue LED

White LED

Dichroic Red Filter

eine grofere optische Kohérenz, bis zu 20 pm, I
waodurch die Phasenverschiebungsinterferometrie

auf grofen, glatten Oberflachen méglich wird. 160 / i :
Darlber hinaus werden die roten, griinen und blauen / \
LEDs gepulst, um reale Farbbilder und farbcodierte ® i § "
Tiefeninformationen mit hohem Kontrast in Echtzeit _

400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725
zu erfassen.
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Hervorragende laterale

DIC-Beobachtung

Differentzieller Interferenzkontrast (DIC) wird
verwendet, um sehr kleine Hohenmerkmale
hervorzuheben, die bei normaler Beobachtung
keinen Kontrast aufweisen. Mit einem Nomarski-
Prisma entsteht ein interferentiales Bild, das
Strukturen im Sub-Nanometerbereich auflost, die
in Hellfeld- oder Konfokalbildern normalerweise
nicht sichtbar sind.



. oo
und vertikale Auflosung

Hohe Auflosung

Die vertikale Auflésung wird durch
das Gerdterauschen begrenzt,

das fur die Interferometrie fest

ist, aber von der numerischen
Apertur der Objektive fir die
Konfokalmikroskopie abhangt.
Sensofar's proprietare Algorithmen
liefern Systemrauschen

im Nanometerbereich fir

jede Messtechnik, mit der
hochstmaoglichen lateralen
Auflosung flr ein optisches
Instrument. Die gezeigte
Topographie zeigt eine

Atomschicht mit einer e T e e
subnanometer Stufenhohe 304
(0,3 nm). Mit freundlicher i;
Genehmigung der PTB. 15 ot
104N I
05! ‘(“"\.\ el
il S .
Step height e
0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 um

Steile Flanken

Die numerische Apertur (NA) des
Mikroskopobjektivs begrenzt die maximal
messbare Steigung auf optisch glatten
Oberflachen, wahrend optisch raue

oder streuende Oberflachen Uber diese
Grenze hinaus ein Signal liefern. Sensofar-
Algorithmen sind so konzipiert, dass sie bis
zu 71° auf glatten Oberflachen (0,95 NA)
und bis zu 86° auf groben Proben messen.
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1

Das unglaubliche
Gesamtdesign

des neuen S neox
macht es.zu eipeém
heausragenden
Instrument zur
Messung von
Oberflachentexturen.

Es ist erstaunlich schnell und hat
eine ausgezeichnete Auflosung.

Die Flexibilitat und Kombination
von Konfokalmikroskopie,
Interferometrie und Ai Focus
Variation, zusammen mit
exzellenten Analyseoptionen
machen es zu einem

fantastischen Werkzeug.

Nahezu alle Anwendungen auf
unterschiedlichsten Materialien
werden mit dem System abgedeckt.
Ideal fiir alle Forschungsgebiete und
Studienbereiche. , ,

Prof. Christopher A. Brown
Ph.D., PE, FASME
Director, Surface Metrology Lab
~| Department of Mech | Engineering
Worcester Polytechnic Institute, USA

TRIBOLOGIE

Entwicklung von
Transferschichten wahrend
der Reibung in W-C:H-

Beschichtungen

Die Studie konzentriert sich auf die Entwicklung von
Nanokomposit-W-C:H-Beschichtungen mit hoher Harte und
gleichzeitig niedrigerem Reibkoeffizienten. Bisher wurden
konventionelle optische Mikroskopie, SEM/EDS, SEM/FIB und
Raman-Spektroskopie eingesetzt, um verschiedene Aspekte der
Transferschichtbildung zu bewerten. Die mit dem optischen
3D-Profilometer von Sensofar gewonnenen Informationen, wurden
gerade erst vorgestellt, die weitere qualitative und quantitative
Informationen (iber die Ubertragungsschicht innerhalb des
gesamten Kontaktbereichs lieferten.

Institute of
Materials
Research SAV Kosice



https://wwwnew.saske.sk/imr/en/

MIKROELEKTRONIK
Messung der
anfanglichen
Durchbiegung eines
Nanodrucksensors
fur biologische
Anwendungen

Bei der Herstellung von Nanodrucksensoren

fir biologische Anwendungen ist die
Opferschichtdtzung und die Abdichtung der
beiden durch einen Vakuumspalt getrennten
Membranen entscheidend. Der genaue Zeitpunkt
der anfanglichen Umlenkung der Membran

nach dem Herstellungsprozess ist ebenfalls von
entscheidender Bedeutung. Da Proben unter
Vakuumdruck stehen missen, konnen Messungen

mit einem SEM ihren Ausgangszustand verdndern. ...

Deshalb haben wir uns fiir Sensofars S neox
entschieden, da wir in der Lage waren, die
Ablenkung der Membranen nach der Herstellung
schnell und zerstérungsfrei abzubilden und zu
messen.

CINTRO NACIONAL DE MICROILECTRONICA  IMSE

ANNOTATIONS

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK
Laserstrukturierung
organischer
optoelektronischer Gerdte

Um grol3e organische Leuchtdioden (OLEDs) fir Leuchten zu
bauen, bedarf es einer unsichtbaren Reihe von Verbindungen,
um den Strombedarf des Gerats zu reduzieren und damit
ohmsche Verluste zu mindern. Lasergedtzte Linien mit einer
Breite von wenigen Mikrometern und einer Tiefe von etwa
100 nm wurden tberwacht. Das S neox ermdglicht es uns

zu erkennen, ob der Entfernungsprozess durch Messung der

Dunnschichtschichten funktioniert hat.
A({]]

Karkruber Institut fir Technologie
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Messungen fur
Femtosekunden-
Laser-Mikrofrasen und
funktionelle Texturierung

Das 3D optische Messsystem von Sensofar hat
eine hervorragende laterale Auflésung, was eine

entscheidende Voraussetzung flr die Analyse von
Nanostrukturen auf Mikrostrukturen ist. Dies ist
notwendig, um sicherzustellen, dass die funktionale
Texturierung basierend auf der erstellten Textur
ordnungsgemanR funktioniert. Mit dem S neox

sind wir in der Lage, schnelle und zerstérungsfreie
Messungen zu erhalten, um sicherzustellen, dass
die Mikrofrdsungen innerhalb der richtigen Toleranz
geliefert werden.

micro

ARCHAOLOGIE

Die Verwendung von
Ocker vor 40.000 Jahren
in Afrika

Um Stlicke eisenreicher Mineralfragmente zu
analysieren und Facetten von ockerfarbenen Stiicken
zu identifizieren, die auf verschiedenen Gesteinen
gemahlen wurden, war die Konfokaltechnologie eine
ideale Technik. Mit der Fahigkeit des S neox, grolSe
Fldchen und grof3e Objekte zu messen, und dem

Satz von Filtern zur Behandlung der 3D-Bilder sind
wir in der Lage, uns auf die Rauheit des VerschleiRes
zu konzentrieren. Es liefert wichtige Informationen
Uber die Verwendung dieser Pigmente in diesen
Gesellschaften und hilft ihre Funktion im Laufe der Zeit
festzulegen und wann sie zum ersten Mal symbolisch
in der Geschichte der Menschheit verwendet wurden.

universite
*BORDEAUX
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MEDIZINPRODUKTE

Die Wirkung des
chirurgischen

EinfUhrens auf die
Oberflachentopographie
von Zahnimplantaten

Die Implantatforschung konzentrierte sich auf die
Entwicklung neuer Oberflachenbehandlungen zur
VergroRerung der Oberflachenrauheit, mit dem Ziel, die
biologische Reaktion und letztlich die Osteointegration
zu verbessern. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die
Konfokaltechnologie von Sensofar S neox eine effektive
Technik ist, um verschiedene Positionen auf einem

= o komplexen Zahnimplantat mit Gewinde mit hoher
Auflésung zu charakterisieren.

UNIBERTSITATEA

k& ; MONDRAGON
L \O5.14um

| | cutting edge
[ | radius

MIKROFERTIGUNG
Messung der
Schneidkante an
einem Einsatz

Wirbeleinsdtze werden zur Herstellung von Gewinden
verwendet. Der Wirbelprozess ist komplex, deshalb

gibt es viele verschiedene Winkel (Steigungswinkel,
Spanwinkel, Freiwinkel auf einem Einsatz. Das optische
3D-Profilometer S neox Five Axis ermdglicht es, schnell
und flexibel die wichtigsten Parameter zu erhalten, die
fir die kontinuierliche Verbesserung unserer Werkzeuge
erforderlich sind, wie z. B. Schneidkantenradius, Frei-
und Spanwinkel oder sogar die Rauheit am Rand.

UTILIS

Toolina for Hiah Technoloay

HALS TAL FLANKE SPITZE
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Hardware

Motorisierter Tip-Tilt-Tisch

Die motorisierte Tip-Tilt wurde entwickelt,
um die Probe automatisch in weniger als
3s zu nivellieren. Dieses Gerat verkirzt die
Probenvorbereitungszeit und ermaglicht
das Ausrichten von Proben an mehreren
Positionen fir automatisierte Anwendungen.
Die automatische Neigefunktion kann mit allen
bildgebenden Verfahren verwendet werden.
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Motorisierter
Objektivrevolver

Der motorisierte Objektivrevolver kann
bis zu sechs Objektive gleichzeitig
aufnehmen, einschlielich Hellfeld-

und Interferometrieobjektiven. Die
SensoSCAN Software Gibernimmt den
motorisierten Wechsel automatisch und
korrigiert automatisch jede mogliche
Parfokalitatseinstellung.

Standstruktur

Das S neox ist ein komplettes Werkzeug. Sein Design ist ideal fir eine
schnelle, nicht-invasive Bewertung der Mikro- und Nanogeometrie
technischer Oberfldchen in mehreren Konfigurationen. Das S neox
bietet die Flexibilitat, Haltbarkeit und Effizienz, welche von F&E- und
Qualitatspriflaboren mit einem S neox in Standardausftihrung gefordert
werden bis hin zu ausgekltgelten, kundenspezifischen Losungen flir
Online-Prozesssteuerungen. Messproben bis 300x300 mm? und einer
maximalen Hohe von bis zu 350 mm kdnnen vermessen werden.

Ringlicht

Das Ringlicht basiert auf einem
LED-Ring zur gleichmaRigen
und effizienten Beleuchtung
von Proben. Uber und um das
Objektiv montiert, liefert das
Ringlicht ein erhohtes Signal
fir die Ai Focus Variation
Technik. Dies sorgt fiir eine
richtige Ausleuchtung an der
Brennebene.



Vollstandige Zugangli-
chkeit des Werkstucks




Das optische 3D-Messsystem S neox Five Axis
kombiniert ein hochprazises Rotationsmodul
mit den erweiterten Inspektions- und
Analysefunktionen des optischen 3D
Messsystems S neox.

Dies ermdglicht automatische
3D-Oberflichenmessungen an definierten
Positionen, die zu einer kompletten
3D-Volumendarstellung kombiniert werden
kénnen. Die S neox 3D-Messtechnologien
decken eine breite Palette von Grofen ab,
einschlieBSlich Form (Ai Focus Variation),
subnanometrische Rauheit (Interferometrie)
oder kritische Dimensionen, die eine hohe
aterale sowie vertikale Auflosung erfordern
(Konfokal).

Rotationstisch

Der Fiinf-Achsen-Rotationstisch besteht
aus einer hochprazisen motorisierten
rotierenden A-Achse mit 360° endloser

Drehung, 10 Bogensekunden-
Positionierwiederholbarkeit, einer
motorisierten B-Achse, -30° bis 110°
0,5 Bogensekunden Auflésung, mit
Endschalter. Es ist mit einem System3R
Spannsystem ausgestattet.
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Das S neox Five Axis
ermaoglicht automatische
3D-Oberflachenmessungen
an definierten Positionen
und kombiniert diese

zu einer vollstandigen
3D-Volumendarstellung.

Komplette
3D-Erfassung

&

‘. Das S neox Five Axis istin
der Lage, die Probe unter
verschiedenen Dreh- und
Kippwinkeln (Perspektiven) zu
messen und eine Gruppe von
Einzelmessungen zu generieren.
Die SensoFIVE-Software
kombiniert alle Einzeloberflachen
(unter Verwendung der
gestapelten Bildinformationen
jeder Einzelmessung) mit
hoher Genauigkeit zu
einem Gesamtbild. Durch
das Zusammenfiihren
verschiedener Einzelmessungen
an unterschiedlichen
Winkelpositionen kann
das System Kontur- und
Forminformationen auf scharfen
Kanten und/oder kritischen
Flachen bereitstellen.
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S neox
0 ive Axis

&

Verbinden angrenzender
Flachen zum Messen von
Winkeln grof3er als 90

Die Messung komplexer Oberflachen mit steilen
Winkeln ist aufgrund von Abschattungseffekten,
die verhindern, dass Sie die vollstandige
Topografie innerhalb einer einzigen Messung
abbilden, sehr schwierig. Es ist notwendig, die
Probe zu kippen, um sie aus zwei verschiedenen
Positionen zu messen und die beiden
Topographieergebnisse zu kombinieren, um

die vollstandige Messung zu erhalten. Mit dem
5 Achsen Positioniertisch kann die Probe in SENSOFAR.
beliebigen Richtungen positioniert werden, um
die gesamte Oberflache sichtbar zu machen. Das
System erfasst die einzelnen Messungen und
flgt sie dann automatisch zusammen, um die
vollstandige 3D-Volumenmessung zu erhalten.

Verschiedene Achsposi-
tionen, Messungen ohne
Grenzen

Die Messung verschiedener Teile

der Probe mit einem Klick ist dank
Automatisierungsroutinen moglich.

Eine benutzerfreundliche Oberfliche
ermdglicht es Ihnen, die Messposition ohne
Einschrankungen zu finden. Konzentrieren
Sie sich dann auf die kritischen Teile

Ihrer Probe und fligen Sie diese der
Automatisierungsroutine hinzu. Klicken

Sie abschliefend auf Aufnahme, um alle
gemessenen Teile mit einem einzigen Klick
zu erhalten. Dies ist ein unglaublich schneller
und einfacher Weg, die Messroutinen zu
automatisieren.
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Das S neox Five Axis ist
die umfassendste und
vollstandigste Losung auf dem
Markt fir die Bildgebung im
Mikro- und Nanobereich




150 25178 / Height

AR\

Genaue und zuverlassige
Messungen der
Oberflachengiite

Mit unserer Konfokaltechnologie und
Interferometrietechnik kénnen Sie
Oberflachenrauheiten jeder Art messen, von extrem
rau (typisch flr additive Fertigungsanwendungen)

bis hin zu hochreflektierenden, spiegelartigen
Oberflichen in der GréRenordnung von 1 A. Unsere
Messergebnisse sind wiederholbar und riickfihrbar auf
NPL-, NIST- und PTB-Rauheitsstandards. Die Ai Focus
Variation Technologie bietet eine schnelle und einfache
Maglichkeit zur Messung besonders steiler Flanken,
unabhangig von der Objektivvergroerung.

Vielseit

O

Die Grenzen der
Fokusvariation
tiberwinden

Das S neox Five Axis ist in der Lage,
die Form und die Oberflachengiite zu
messen. Mit dem Fokus auf der Form
kann das System Proben mit kleinen
Durchmessern bis zu 0,5 mm und
Schneidradien bis zu 150 nm messen.
Die konfokale Technologie und die
hohe numerische Apertur (0,95)
ermdglichen die Messung kleiner
Schneidradien.

igkeit

P aN

@ 350um

Beriihrungslose Oberfla-
chenbewertung

Von Anfang an als leistungsstarker optischer 3D-Profiler
konzipiert, Gbertrifft S neox Five Axis alle bestehenden
optischen Profiler durch die Kombination von drei Techniken
- Konfokal (am besten fiir Oberflachen mit steilen Flanken),
Interferometrie (liefert die hdchste vertikale Auflosung) und
Ai Focus Variation (misst die Form in nur wenigen Sekunden)
- im selben Sensorkopf ohne bewegliche Teile.
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Spezifikationen

Objektive Hellfeld

150X
EPI

20X 50X 100X
ELWD ELWD ELWD

50X

100X 100X 100X 150X
EPI EPI EPI EPI

NA

45

WD (mm) Jek ! . 175
TN 690 | 276 | 138 | 069 | 034 | 034 | 013 | 013 | 033 | 007 | 007 | 007 | 005 | 005 | 034 | 013 | 007
TGOl 468 | 187 | 094 | 047 | 03] 020 [ 018 | 018 | 015 | 016 | 016 | 0.15 | 0.156 | 0.148 § 035 | 023 | 0.18

Systemrauschen® (nm) [ 300 100 30 8 5 4 4 3 3 3 2 2 1 10 5 3

Maximale Steigung* (°) [ 4 9 17 2] 44 53 53 72 64 64 72 64 72 24 37 53

Linnik
2.5X 5X 10X 20X 50X 50X
EPI EPI EPI EPI ELWD  SLWD

Systemspezifikationen Prazision und Wiederholbarkeit®
WESylddynl Konfokal, PSI, ePSI, CSI, Ai Fokusvariation und Diinnschichtmessung Standard Wert U,o Technik
DEISGEIIINAEIN Hellfeld, DIC, Sequentielle Farbe RGB, Konfokal, Interferenzieller Phasenkontrast . U=300nm,
. — . Hohe Stufe VR =10 Konfokal & CSI
WEENEENREY Bild, 3D, 3D-Schichtstdrke, Profil und Koordinaten
=/
(CTUTEl 5Nipx: 2448x2048 Pixel (60 fps) 7616nm g: 59ﬂnmm, Konfokal & CSI
GesamtvergroRerung (27" Bildschirm) [EOSEATSI0)S =
Y o6nm| SN onfokal &SI
LEIOTGE 0.001 nm -
G von 0018 bis 6.7 mm (Einzelaufahme) 1860m gj(‘) e Konfokal & CSI

EXRIEICEAUSTEEGE 10x12 (maximale Auflosung); 175x175 (niedrige Auflosung) (500 Mpx)
OGIRITEINEIEN 60 fps (5Mpx); 180 fps (1.2 Mpx)

Vil SEAC R DR EGN Lineare Stufe: Reichweite 40 mm; Auflosung 5 nm

U=05nm,
443nm =011 PSl

108mm | U=05mm g

0=005nm
VEUEIREEIENEIIEIGN Piezoelekirischer Scanner mit kapazitivem Sensor: Reichweite 200 ym; Auflgsung 1.25 nm ) _
_ ) o Fldchenrauheit 079 U=0.04m, Konfokal. AiFV & CS
(EYQAVISIIEN PSI 20 im; CS1 10 mm; Konfokal & Ai Fokusvariation 34 mm (Sa)’ /7 m 0=00005 ym | "OnoraL A

IAEOPARINGN Manuell: 40x40 mm; motorisiert: 114x75 mm, 154x154 mm, 255x215 mm, 302x302 mm Profil- U=0.03 ym
hoveit ()" RSN ISR
(HDENCTRIEHN Rot (630 nm); Griin (530 nm); Blau (460 nm) und WeiR (575 nm; Zentrum) FEMIAENE :

ROOEETGIONE Griines Ringlicht, kompatibel mit 6-Positions-Objektivrevolver

Konfokal, AiFV & CSI

U=0.015 pm, ‘
0.88 um 0=0,0005 ym Konfokal, AiFV & CSI

ERIIETIEE 6 Positionen, voll motorisiert

03um| U= IM, el Ay ol
HEIEIE e 0.05 % bis 100%

0=0.0002 pm

Probengewicht NIRRT
1 Pixelgre auf der Oberflache. 2 L&S: Line & Space. Werte fiir blaue LED. 3

OO 40 mm (Standard); 150 mm und 350 mm (optional) ) - TR
Systemrauschen gemessen als Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgender

LEAEITORTEEIeiEenEl Administrator, Aufsicht, Fortgeschrittener Bediener, Bediener Messungen auf einem Kalibrierspiegel, der senkrecht zur optischen Achse
FC TR E TR SensoMAP SensoPRO, SensoMATCH, SensoCOMP (optional) ausgerichtet ist. Fr Interferometrieobjektive (PSI- Modus, 10° gemittefe
, i i Aufnahmen) werden die Werte in einer VC-E-Vibrationsumgebung ermittelt.
IENUOOEETIENWEE Netzspannung 100-240 VAC; Frequenz 50/60 Hz, einphasig Die 0,01 nm werden mit einem System mit Piezo-z-Achse (PZT) und in einem

(QIEE Neuster INTFL-Prozessor; 3840x2160 Pixel Bildschirmauflasung (4K) (27") temperaturgeregeltem Raum erreicht. Werte fiir griine LED (weiBe LED fr

_ ) i . (Sl). Auflgsung HD. 4 Auf glatten Oberflachen bis 71°. Auf streuenden/rauhen

BRURESRER Vicrosoft Windows 10, 64 bit Oberflachen bis 86°. 5 Maximales Sichtfeld mit 3/2"-Kamera und 0,5-facher

IR S'stem: 600x610x740 mm (23.6%24x29.1 in); Optik. 6 Verwendetes Mikroskopobjektiv: fiir Konfokal- und Ai-Fokus-Variation

Dimensions Controller: 209x318x343 mm (8.2x12.5x 13.5 in) EPI 50X 0,80 NA und fiir CSI und PSI DI 50X 0,55NA. Auflésung 1220x1024

o Pixel. Alle Messungen werden mit PZT durchgefiihrt. Unsicherheit (U) nach

CCUCIN 61 K9 (1341bs) ISO/IEC-Leitfaden 98-3:2008 GUM:1995, k=196 (Vertrauensstufe 95%). 0

ORI Temperatur 10-35 °C; rel. Luftfeuchtigkeit <80 9; Hohe <2000 m nach 25 Messungen. 7 Messfléche von 1xT mm. 8 Profil von 4 mm Lange.

9 Standard Mirkroskoprahmen mit 114x75 mm XY-Kreuztisch (H101).
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Wasser Immersion

Collarring

Ol Immersion

Interferometrie

10X 20X 50X 100X 20X 50X T00XEPI  100XEPI 50K 100X oy
SLWD SIWD SLWD SLWD EPICR EPICR CRA CRB ol ]
020 | 030 | 040 | 060 | 030 | 050 | 1.00 045 0.70 0.85 0.85 09 14 10075 | 013 | 030 | 040 | 055 | 0.70
37 30 22 10 350 | 330 | 200 109-100( 39-30 | 1.2-085 | 13-095 ¢ 035 | 016 | 103 | 93 74 47 34 20
069 | 034 | 013 | 007 | 069 | 035 | 0N 035 0.138 0.07 0.07 014 | 007 f 276 | 138 | 069 | 034 | 013 | 007
070 | 047 | 035 | 023 | 047 | 028 | 0.14 031 0.20 0.17 0.17 021 | 014 | 187 | 108 | 047 | 035 | 026 | 020
50 20 15 10 - - - - - - - - - PSI/ePSI 0.1nm (0.01 nm mit PZT) CSI'1nm
12 17 24 37 17 30 90 27 44 58 58 04 = 4 / 17 24 33 44

MAG
RN 1689014130 6756x5652 3378x2826 1689x1413 845x707 338x283 268x224 169x141 113x94
Systemkonfiguration
= < \ \
DIC Piezo Z Stage
200pm FIXED STAND 0-40 mm 170-240 mm 0-40 mm 170-240 mm
ADJUSs'r_am.E 0-150 mm 170-350 mm 0-150 mm 170-350 mm
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] [}
() ()
@ @ ®
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